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１．概要（Summary） 
 微小電気機械システム（Micro Electro Mechanical 
Systems：以下、MEMS）による空間制御技術と、集束イ

オ ン ビ ー ム リ ソ グ ラ フ ィ （ Focused Ion beam 
lithography：以下、FIB）による微細加工技術を組み合

わせることで、新しいナノフォトニックデバイスを構築する。

ここでは、香川大学微細加工プラットフォームの研究支援

を受け、確立されている MEMS プロセスを用い、マイクロ

からナノの空間制御が可能な櫛歯型静電アクチュエータ

を作製する。これに、ナノ構造を FIB で作製することで、

表面プラズモンの微小空間制御を実現する。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
マスクレス露光装置(大日本科研社製,MX-1204) 
マスクアライナ(ミカサ社製,MA-10) 

【実験方法】 
 Fig. 1 に示す作製法に従い、デバイスと基板層からのそ

れぞれの製作法を提案する。マスクレス露光装置、マスク

アライナを用いて、様々なパターンを基板上に作製した。 

 
Fig. 1 Manufacturing process 

 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
MEMS プロセス後のサンプルを Fig. 2 に示す。Fig. 2

より、基板内に様々な構造条件のデバイスを一度に作製

できていることが分かる。また、アクチュエータとして動作

させることから、各デバイスが中空に保持されている様子

も見られる。現在、顕微鏡下でこれらのデバイスに電圧を

印加し、その機械的特性を確認している。 

 
Fig. 2 Picture of devices. 
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